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摘要(译)

本发明涉及一种用于测量物体（O）表面形状的干涉测量装置（1），包
括发射短相干辐射的辐射源（LQ），用于形成物体射线的分束器（ST）
（OS）除了记录辐射的图像记录器（BA）之外，经由物体光路和经由参
考光路指向参考平面（RSP）的参考光线（RS）指向物体（O）。从物
体（O）和参考平面（RSP）反弹并使其干涉然后馈送到评估单元以确
定表面的形状。即使在难以接近的测量区域中也实现了良好的适应性和
易处理性，因为透镜（SO）布置在物体光路中，其相对于物体（O）刚
性地安装并且刚性透镜（SO）是接着是沿其光轴方向移动的透镜
（BO）。
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